
2025.03
Jinyoung Seo / Seojin Baek

ICVDM Manual

LDML Lab



0. ccd, linkam, microscope light, 펌프의 기기전원 및 프로그램을 모두 켠다.
(기계를 먼저 켜고 , 프로그램을 켜야한다. 아닐시 프로그램 오류)

ICVDM Setup

①

②

③

④

⑤

① MFC
② Furnace
③ CCD
④ Linkam
⑤ Pump
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1. Linkam stage 앞 배출구가 막혔는지
확인 후에 고무 호스를 연결한다.

2. 적당량의 황가루를 넣은 boat를 Furnace tube의
중심부를 기준으로 우측 16cm 되는 지점에 둔다.

3. 샘플을 Linkam stage에 얹고 커버를 닫는다.

4. Ccd를 활용하여 초점을 맞추어 적당한 위치에 
stage를 둔 후 , Tube와 linkam stage 사이에 
o-ring을 끼우고 클램프로 단단히 고정시킨다.

5. MFC에 연결된 밸브와 furnace tube 역시 
동일한 방법으로 고정시킨 후에 linkam
stage의 뚜껑을 닫는다. 

6. 성장을 관찰하려는 위치에 초점을 정확히 맞춘 후에, 
band pass filter 렌즈를 넣는다. (MoS2의 경우 620 nm)

ICVDM Setting Steps



7. MFC기기를 켠다. (그림과 같은 순서로 래
버를 돌리고, ON 버튼을 누를 것.)

9. 디스플레이하고자 하는 프로그램에 따라 스틱 
조작하기

ICVDM Setting Steps

8. 기체가 잘 흐르는지 펌프 내 트랩과 책상 기둥에 매달린 
트랩을 실험 전 그리고 실험 진행 중 수시로 확인한다.

단, 버블이 나오지 않는 경우 황이 뭉쳐 터질 위험이 있으
니 실험을 즉시 중단한다.

1

3

2

플로우 흐를 경우, 래버는 수평방향이며 유량
이 계기판에 표시됨.

1

2

3

① ② ③

Nanobase OM 앞 2 or 3 1

PVCam contrast CCD 뒤 2 1

Raman Measurement 뒤 4 2

1 2 3 4
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After Experiments
1. 성장이 완료된 후 Linkam과 Furnace의 승온을 멈추기 위해 각 프로그램을 
아래와 같이 조작한다.

2. Furnace의 온도가 약 700도가 되었을 때, 뚜껑을 열고 나무 조각을 둔 후, 
부채질로 속도를 빠르게 낮춘다.

3. 약 300도쯤 되었을 때 Furnace의 뚜껑을 완전 개방하고, ①, ② 순으로 양쪽 
클램프를 해제한다.. 

4. 온도가 내려가며 굳은 황으로 인해 
튜브가 깨지지 않도록 Furnace boat를 
튜브 끝에 걸치게 살짝 꺼내둔다

①②
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Apparatus Maintenance
- Cover glass 교체
(황이 터진 이후 혹은 gas flow가 잘되지 않을 때, 특히 유의하여 살펴볼 것)
Cover glass : 22 × 22mm

1) Linkam의 cover부분을 해체하여 교체가 필요한 기존 cover glass를 제거
한 후, 창 주위로 주변 부에 vacuum glass를 얇게 도포한다.
2) 새 cover glass를 얹은 후, tweezer로 살짝 눌러 잘 밀착시킨다.

- Linkam maintenance
황이 누적되기 전에 세척하여 유지합니다.

LDML Lab
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PVCam Test (영상 및 contrast 이미지 얻을 프로그램) 1 2

4

5
6

11
3

1. CCD 전원 ON (프로그램을 먼저 킬 경우 Error)

2. Basic에서 파일 옵션 설정하기

3) ‘Live (time-lapse)’ 선택

4) Speed : ‘1 :10 MHz’ 선택(MYO CCD) / RETIGA R6는 1:50MHz 고정

5) 샘플에 적당한 밝기에 맞춰 Exposure time 변경

6) 초당 촬영횟수에 맞도록 Time-lapse delay

(10초 이상 예비 실행을 통해 아래 ‘Logs’창에서 명확한 fps 수치를확인할 것/ 

FPS: 1.5= 1초에 1.5 프레임씩 찍히는 것을 의미)

Exposure 
time

Time-lapse 
delay FPS

200 600 1.0

100 385 1.5

200 264 1.5

150 160 2.0

예시)

PVCam Test : CCD controller for contrast  

1

｜ : On
Ο ： Off

Retiga r6

Cool snap MYO
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PVCam Test (영상 이미지 얻을 프로그램) 7

8
97. Saving에서 저장 옵션 설정하기

8) ‘Do not save 클릭’ – Save as TIFF로 변경

9) 노란색 폴더 버튼 – 파일 저장 위치 설정

10. Display에서 화면 옵션 설정하기

11) Zoom factor: 25% 선택

12) 체크박스 2개 모두 체크

[ 주의 ] ‘Saving’에서 저장 위치 등 옵션을 변경할 경우 자동 해제됨.

13) Start: 시작 / stop: 정지

2

4

5
6

13
3

12

10

11

[ 주의 ] Saving 중 Start를 다시 누를 경우, 이전 파일은 삭제됨.

PVCam Test : CCD controller for contrast  
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2 3
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1. Scan

2. ok

3. TIMER

4) Status – RES(0): 정지 / RES(1): 시작

5) TIMERSP1 – furnace 목표 온도 설정

6) TimerRamp1 – T/min (1분동안 올라갈 온도) 설정

(아래 Tfurnace에 따른 TS 표를 보고, 원하는 TS 에 해당하는 Tfurnace 를 입력해야함)

7. Device Panel: 클릭하면 아래의 온도 표시 창 보임

8) 황이 놓인 위치의 온도 (실제 황의 온도: TS)

9) Furnace 정가운데 부분의 온도 (Tfurnace)

iTools : Furnace temperature control

7

8

9

iTools (황 온도 조절 프로그램)

TS (°C) 150 160 170 180 190 200 210 220

Tfurnace (°C) 540 566 590 614 635 655 675 695

TS (°C) 230 240 250 260 270 280 290 300

Tfurnace (°C) 712 730 750 762 780 795 810 825



LINKam (MoO3/기판 온도 조절 프로그램)

1. USB 전원 ON

2. Controller

3. ‘Connect USB’ 클릭

4. Rate °C/min 설정 (주로 100 °C/min)

5. Limit °C 설정(CVD 목표 온도)

6. Time – ‘1::’ 설정(1:: = 1h)

7. ‘ ’ 클릭하면 시작

(목표 CVD온도와 황온도를 고려하여 시작 시점을 계산.

ex. CVD는 1분에 100 °C, furnace는 1분에 60 °C 올라가므로 

TCVD= 750 °C, TS= 250 °C 온도 조건일 때는 

furnace 온도 약 310 °C 지점에서 CVD온도를 올려야함.)

1

4 5 6

7

2
3

LINKam : Sample ramping 
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Ocam (모니터에 보이는 전체 화면 녹화)

1. 메뉴

2. 옵션

3. 저장

4. 파일(MP4) 저장 위치 설정

5. 빨간색 녹화 버튼: 시작

(연두색 박스: 녹화 될 화면 부분 / 빨간색 박스: 녹화되는 중)

3

4

5

1
2

Ocam : Screen capture

LDML Lab



CCD Spec
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